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※概要（Summary ）：

表面増強ラマン散乱（SERS）は、通常

光法では測定できない表面や界面の微量

子構造を測定する手法として注目されている

モンアンテナ型 SERS センサ 1) は、伝搬型

ンと局在型プラズモンを併用することにより

な測定が可能である。本センサとチップ

乱(TERS)の組み合わせを試みた。

※実験（Experimental）：

ナノインプリント装置、スパッタリング

(SPG350)、ラマン分光装置(nanofinder30)

置(SPM-9600)の各機器を使い、ナノインプリント

で作製した同心円溝構造基板に、Ag 膜

ング法により被覆してプラズモンアンテナ

センサを作製した。さらに Ag をスパッタリング

より被覆した原子間力顕微鏡（AFM）

レバーを作製した。

※結果と考察（Results and Discussion

図１プラズモンアンテナ型 SERS センサ

図２ 測定概念図
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